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摘要(译)

提供了一种能够确保所获得图像的组装精度并改善其分辨率性能的超声
成像探头。一种光声导管，包括：硅基板，包括用于检测在其上形成的
超声波的超声换能器和穿过前表面和后表面的通孔;激光振荡的光纤;一种
聚光激光并安装在通孔内的透镜;管状外壳;一个盖住镜头的玻璃盖;填充
通孔和透镜之间的间隙的树脂。此外，硅衬底和光纤固定到壳体中的壳
体的一部分。
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